
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、該光源の発光光束を集光する集光光学系と、該集光光束の少なくとも一部を反
射し照明光路を曲げる反射手段と、該反射手段での光路曲げ角度を調整する調整手段と、
を有する照明系により被照明部材に対し照明角度条件を調整可能に照明する光学装置にお
いて、該調整手段は該反射手段を照明光軸に対する入射角度変更とその際生じる照射範囲
位置移動を減少する方向への軸上位置の変更可能に保持することを特徴とする光学装置。
【請求項２】
　該調整手段は、該反射手段の照明光軸に対する入射角度変更とその時生じる照射範囲位
置移動を減少する方向への軸上位置の変更を同時に行うリンク手段を有することを特徴と
する請求項１記載の光学装置。
【請求項３】
　該リンク手段としてカム及びカムフォロアを用いることを特徴とする請求項２記載の光
学装置。
【請求項４】
　該リンク手段が照明光軸軸上位置の外に配置した回転軸であることを特徴とする請求項
２記載の光学装置。
【請求項５】
　該反射手段がダイクロイックミラーであることを特徴とする請求項１ないし４記載の光
学装置。
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【請求項６】
　請求項１ないし５記載の光学装置を用いたことを特徴とするプロジェクタ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は光学装置、特に照明光学系における光路曲折手段としての反射鏡を有する光学装
置、例えば液晶プロジェクタ装置を含む画像投影装置等の光学装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この分野で用いられる反射鏡保持手段はテレビ／ビデオ画像鑑賞に用いられる液晶
プロジェクタの照明光学系の一部をなすもので、樹脂等で成形される保持部に配置保持さ
れ、集光光学系からの照明光を反射し、画像投影光学系内のＬＣＤやＤＭＤ等の透過もし
くは反射型の表示素子を照明し、該素子により変調形成される画像を投影レンズにてスク
リーンに拡大投影するように構成されている。
特開平４－６０５３８号公報に記載されているように、単板ＬＣＤを用いた単板式には画
素上にカラーフイルターを設けて白色照明で投影するタイプと、異なる方位から互いに異
なる複数の光束を照射した後、これらをスクリーン上で加色混合してカラー表示を行うタ
イプが実用化されている。
【０００３】
図５ないし図７は従来例の反射鏡保持構成を用いた前述の加色混合タイプの単板式液晶プ
ロジェクタの光学配置及びその構成を示すものである。
すなわち、メタルハライドランプや高圧水銀灯等の光源１からの光束をリフレクタ２で集
光され、光源１の像はグラスロッド型インテグレータ３で複数に分割された後にリレーレ
ンズ群４の第１群のレンズ系内の絞り位置５に輝度分布が均一化される。この光源像はリ
レーレンズ群４の第２群及びフレネルレンズ６により、照明光線が光軸に対してほぼ平行
光としてダイクロイックミラー７Ｒ，７Ｇ，７Ｂの赤・緑・青色反射ミラーに入射して色
分解され、その色光はマイクロレンズを有する液晶表示装置８にほぼ垂直に入射し、該液
晶表示装置８上のマイクロレンズによって各色それぞれ異なった結像位置に配置した各色
専用の画素に入射し、画素ごとに強度変調された互いに異なった波長の光束はそれぞれ投
影レンズ９の異なった瞳領域を通過し、該液晶表示装置８の被投影像をスクリーン１０に
結像し、加色混合されてカラー表示となって見えるようになっている。
【０００４】
ここで、各色ダイクロイックミラーの配置順は図示例に限らず、液晶表示装置の画素配列
にあった配置でよい。また、各色ダイクロイックミラーは液晶表示装置８の画素の配置ピ
ッチ及びマイクロレンズの焦点距離により決まる角度（図示例では４度）分を順にずらし
、中央ミラーが光軸に対し４５度にて配置し、液晶表示装置８に対する入射角度を波長域
の違いによって与えている。
【０００５】
図６及び図７は前述の光学系を組み込んだ単板式液晶プロジェクタの全体構成図である。
すなわち、１１は金属プレス鋼板製の基台、１２は投影レンズ９を含む投影レンズユニッ
ト、１３は投影レンズマウント、１４は被投影画像を表示するマイクロレンズを有する液
晶表示装置８を含む液晶ユニット、１５はダイクロイックミラー７Ｒ，７Ｇ，７Ｂ、フレ
ネルレンズ６などを保持する光学部材保持台で、遮光カバー２１を一部破断して示してい
る。１６はリレーレンズ群４及びグラスロッド型インテグレータ３を含むリレーユニット
、１７は光源１を含むランプユニット、１８は該ランプユニット１７を支持するランプマ
ウントである。
また、１９は該液晶ユニット１４及び光学部材保持台１５上の光学部材の冷却用の第１フ
ァン、２０は該ランプユニット１７の光源１の冷却用の第２ファンである。
そして、投影レンズユニット１２、光学部材保持台１５、リレーユニット１６及びランプ
マウント１７はそれぞれ不図示の位置決めピンで基台１１に対し位置決めしてビス止めさ
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れている。
【０００６】
さらに、図５ないし図７に示す構成では３枚のダイクロイックミラー７Ｒ，７Ｇ，７Ｂを
用いているが、中央ミラーであるダイクロイックミラー７Ｇは４５度の固定支持であり、
図８に示すようにダボ２２Ｇ及び２３Ｇで下辺を保持され、上辺を遮光カバー２１の内面
突起（不図示）にて振れ止め固定されている。
また、ダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂは、それぞれ反射面側の「固定」と反対側の「
弾性応圧」の２種の対のダボ２２Ｒ，２３Ｒ及び２２Ｂ，２３Ｂが、光学機器筐体部から
光路の範囲外にてミラー外周に対し突出配置され、下辺を挟持されている。光軸上に配置
した挟持部分と不図示の上側保持部材に設けた前記下辺挟持位置の直上に設けた回転軸を
回転中心として該上側保持部材とともに回転可能に保持している。
【０００７】
図９はこの従来例の照明系のダイクロイックミラー配置と光路を示す光学的配置図である
。
すなわち、Ｌはフレネルレンズ６から液晶表示装置（ＬＣＤ）８までの照明光路長、Ｍは
ダイクロイックミラー７Ｇ（４５度ミラー）の反射面軸上位置寸法、Ｎは光路曲げ位置か
らＬＣＤ８までの寸法、Ｈは有効フレネル寸法、αはミラー角度調整時の調整範囲が±α
であることを示す。Ｙは３枚のダイクロイックミラーが間隔ＰＯで配置され、前記ミラー
角度調整時のＬＣＤ照明範囲中常時照明される照明保証範囲を示す。
この回動調整は色純度や色ムラなどの調整をし、個々の光学、機械要素の製造誤差による
画像性能劣化を防止するために実用上不可欠な調整である。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、前述従来例ではミラーの反射角調整のための回動中心が照明光軸上にあり、軸
上位置が実質上固定であるため、角度調整の際、照明領域が回動し、その調整範囲全域で
の被照明部材への照明を保証するには大きな余裕照明領域が必要となるので、前述従来例
を含むこの種の構成を必要とする光学機器における照明効率（被照明部材の照明必要範囲
／余裕領域を含む使用可能な全照明光束の分散範囲）が低く、すなわち暗いという問題が
あり、照明効率を安価に調整工数の増加を防ぎながら改善することが課題であった。
また、この種の照明系を用いた機器では、照明効率の低下は消費電力、発熱の増加を招く
ため、電源の大型化や冷却装置の大型化、さらには冷却のためのファンなどの消費電力増
加という悪循環を招き、機器外形まで大型化するので、同一消費電力で高効率に照明を行
うことが重要な課題であった。
【０００９】
本発明は、前述従来例の問題点に鑑み、ミラーの調整において必要となる余裕照明領域を
低減し、照明効率を改善した光学装置及び該光学装置を用いたプロジェクタ装置を提供す
ることを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
前述の目的を達成するために、本発明は光源からの集光光束を反射手段で反射して照明光
路を曲げてＬＣＤ等の被照明部材を照明する際に、該反射部材の光路曲げ角度を調整する
調整手段が照明光軸に対する入射角度変更及び軸上位置変更を同時に行うようにしたもの
である。
【００１１】
【発明の実施の態様】
請求項１に示す本発明は、光源と、該光源の発光光束を集光する集光光学系と、該集光光
束の少なくとも一部を反射し照明光路を曲げる反射手段と、該反射手段での光路曲げ角度
を調整する調整手段と、を有する照明系により被照明部材に対し照明角度条件を調整可能
に照明する光学装置において、該調整手段は該反射手段を照明光軸に対する入射角度変更
とその際生じる照射範囲位置移動を減少する方向への軸上位置の変更可能に保持すること
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により、照明領域のミラー角度変動による位置ズレを軸上位置変更にて吸収し、照明余裕
部分でズレを補う必要をなくすことができる。
請求項２に示す本発明は、該調整手段は、該反射手段の照明光軸に対する入射角度変更と
その時生じる照射範囲位置移動を減少する方向への軸上位置の変更を同時に行うリンク手
段を有することにより、角度調整とそれに伴う軸上移動での照明領域移動補償を同時に所
定関係で行い、照明領域の最適化を容易にする。
【００１２】
請求項３に示す本発明は、該リンク手段としてカム及びカムフォロアを用いることにより
、前記照明領域の最適化を非線形な移動軌跡を用いて可能となる。
請求項４に示す本発明は、該リンク手段が照明光軸軸上位置の外に配置した回転軸である
ことにより、回動と軸上移動を同時にリンクして行い、最適な移動軌跡に近似した動きで
ミラーが移動する。
【００１３】
請求項５に示す本発明は該反射手段をダイクロイックミラーとすることにより、光源の光
束を有効利用した上で複数の異なる方位からの光束を重畳し、かつＡＮＤの部分を利用し
て行うＬＣＤ等の照明に対しＡＮＤを容易に最大化するため最適となる。
請求項６に示す本発明は前記光学装置をプロジェクタ装置に用いることにより、小型かつ
安価で、消費電力の小さいものにできる。
【００１４】
【実施例】
以下、本発明の第１実施例を図１及び図２に基づいて説明する。なお、ダイクロイックミ
ラーを回動する保持機構以外は前述従来例と同一であるので、同一部分には同一符号を付
し、その説明を省略する。
図１は本実施例の液晶プロジェクタ装置の照明光学系中のダイクロイックミラーの回動配
置と光路の状態を示す光学配置図、図２はそのダイクロイックミラー保持機構の構成図で
ある。
本実施例はダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂを、照明光軸と交差する点を回転軸にして
回動するとともにその回転軸位置を移動できるようにしている。
図１において、有効フレネル寸法Ｈの転回した光路における中心位置軌跡が液晶表示装置
８のＬＣＤの中心Ｏを中心に極座標Ｐにて
（ｒ，θ）＝（Ｍ＋ｉ，θ）
ただし、ｉ＝ｊ＋ｋ、ｊ＝Ｎ・ｔａｎθ、ｋ＝Ｎ・｛（１／ｃｏｓθ）－１｝
となるように、各照明角度θでのミラー軸上位置ｒを定義すると、照明領域はほぼ対称か
つ照明範囲の変動が減少する。
【００１５】
つまり、図中有効フレネル寸法Ｈの端から引いた線ｅはフレネルレンズ６からのテレセン
トリック照明光のエンベロープであり、焦点を持つため、傾斜照明状態では不均等なデフ
ォーカス状態となってＬＣＤ面での照明範囲は若干非対称な範囲となるが、完全平行光の
場合は完全に中心Ｏ点に対称な照明範囲を角度調整時に保つ。このような関係にて得られ
る照明保証範囲Ｙに対応するフレネルレンズ有効寸法Ｈｍｉｎが最小のものとなり、最適
化される形状となる。
【００１６】
以上のような関係を満たすダイクロイックミラーの保持機構について、図２により説明す
る。
図中、調整対象となるダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂはそれぞれ中心位置と最大調整
位置が破線で示されている。また、Ｇはダイクロイックミラー７Ｂの実際のガラス長さを
示す。
該ダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂは保持部材３１及び３２にそれぞれ固着されて支持
され、その底面で自立されており、該保持部材３１及び３２の両端部下面にはダボ３３ａ
，３３ｂ及び３４ａ，３４ｂがそれぞれ突設され、該ダボ３３ａ，３３ｂ及び３４ａ，３
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４ｂはカムフォロアとして液晶プロジェクタ装置内の不図示の固定部材に設けたガイドカ
ム溝３５ａ，３５ｂ及び３６ａ，３６ｂにそれぞれ嵌合している。そして、該一方（ＬＣ
Ｄから遠い側）のガイドカム溝３５ａ及び３６ａは線形カムをなし、該他方のガイドカム
溝３５ｂ及び３６ｂは若干の曲率を持つ非線形カムとなしており、前述した関係をもって
ダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂは反射面の移動を行い、角度変更と反射面軸上移動を
リンクして同時に行う構成になっている。
また、ダイクロイックミラーの調整後はビス等で固定する。
【００１７】
なお、本実施例において、カム溝とダボの関係反転は機器設計に応じて容易に変更可能な
ものである。
【００１８】
図３及び図４は本発明の第２実施例を示すものである。説明を簡単にするために前述第１
実施例と同一部分には同一符号を付し、相違する点のみを説明する。図３は本実施例の液
晶プロジェクタ装置の照明光学系中のダイクロイックミラーの回動配置と光路の状態を示
す光学配置図、図４はそのダイクロイックミラー保持機構の構成図である。
本実施例ではダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂの保持部材３１及び３２のＬＣＤに近い
側にミラー面に延長して伸長底面部３１ａ及び３２ａをそれぞれ設け、該伸長底面部３１
ａ及び３２ａの先端下面に回転中心となるダボ４１及び４２がそれぞれ突設され、該ダボ
４１及び４２は液晶プロジェクタ装置内の不図示の固定部材に設けた嵌合用穴４３ａ及び
４３ｂにそれぞれ嵌合されている。その他の構成は前述第１実施例と同様である。
なお、Ｇ１及びＧ２はそれぞれミラー７Ｒ及び７Ｂの長さ、Ｒ１及びＲ２はそれぞれミラ
ー７Ｒ及び７Ｂのダボ４１及び４２からミラー外周端までの回転半径である。
【００１９】
以上の構成の本実施例はダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂを調整する際には、その保持
部材３１及び３２をそれぞれダボ４１及び４２を中心にして回動することにより、破線に
示す位置範囲で調整し、調整後は適宜ビス等で固定する。
　なお、照明光軸とダイクロイックミラー７Ｒ及び７Ｂの反射面でのガラスの相対移動量
の設定次第で近似回転中心位置は非照明光軸上にて に配置することができ、許容可能
な照明位置変動量の設定如何によっても回転中心位置設定範囲は広がる。
【００２０】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１に示す本発明は光源と、該光源の発光光束を集光する集光
光学系と、該集光光束の少なくとも一部を反射し照明光路を曲げる反射手段と、該反射手
段での光路曲げ角度を調整する調整手段と、を有する照明系により被照明部材に対し照明
角度条件を調整可能に照明する光学装置において、該調整手段は該反射手段を照明光軸に
対する入射角度変更とその際生じる照射範囲位置移動を減少する方向への軸上位置の変更
可能に保持することにより、不要に大きな余裕照明領域の必要がないので、照明範囲を狭
く設計可能で、従来と同一光源で被照明部材上の照度が上げられ、かつ反射手段の調整も
容易に行うことができる。
請求項２に示す本発明は、該調整手段は、該反射手段の照明光軸に対する入射角度変更と
その時生じる照射範囲位置移動を減少する方向への軸上位置の変更を同時に行うリンク手
段を有することにより、反射手段の調整手段が簡単で、製造容易かつ省スペースで実施で
きる。
【００２１】
請求項３に示す本発明は、該リンク手段としてカム及びカムフォロアを用いることにより
、前記照明領域の最適化を非線形な移動軌跡を用いて可能となる。
請求項４に示す本発明は、該リンク手段が照明光軸軸上位置の外に配置した回転軸である
ことにより、回動と軸上移動を同時にリンクして行い、簡単かつ容易に最適な移動軌跡に
近似した動きでミラーが移動する。
【００２２】
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請求項５に示す本発明は該反射手段をダイクロイックミラーとすることにより、光源の光
束を有効利用でき、ＬＣＤ等の照明に最適となる。
請求項６に示す本発明は前記光学装置をプロジェクタ装置に用いることにより、小型かつ
安価で、消費電力の小さいものにでき、さらに画面の明るいものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る第１実施例の液晶プロジェクタ装置の照明光学系中のダイクロイッ
クミラーの回動配置と光路の状態を示す光学配置図である。
【図２】そのダイクロイックミラー保持機構の構成図で、（ａ）は平面図、（ｂ）はその
斜視図である。
【図３】本発明の第２実施例の液晶プロジェクタ装置の照明光学系中のダイクロイックミ
ラーの回動配置と光路の状態を示す光学配置図である。
【図４】そのダイクロイックミラー保持機構の構成図で、（ａ）は平面図、（ｂ）はその
斜視図である。
【図５】従来例の単板式液晶プロジェクタの光学的構成図である。
【図６】その液晶プロジェクタの構成を示す平面図である。
【図７】同じくその構成図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は右側面図である。
【図８】同じく、ダイクロイックミラー保持部の要部拡大平面図である。
【図９】同じく、ダイクロイックミラーの回動配置と光路の状態を示す光学配置図である
。
【符号の説明】
１・・光源、２・・リフレクタ、６・・フレネルレンズ、７Ｒ，７Ｇ，７Ｂ・・ダイクロ
イックミラー、８・・液晶表示装置、９・・投影レンズ、３１，３２・・保持部材、３１
ａ，３２ａ・・伸長底面部、３３ａ，３３ｂ，３４ａ，３４ｂ，４１，４２・・ダボ、３
５ａ，３５ｂ，３６ａ，３６ｂ・・ガイドカム溝、４３ａ，４３ｂ・・嵌合用穴。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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